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摘要(译)

一种超声波测量设备包括：计算处理部分，其针对目标区域的每个处理
目标点执行选择预定权重和自适应权重中的一个作为用于接收波束形成
处理的信号组合权重的权重选择，并且生成通过进行接收波束形成处理
来生成超声波图像，计算处理部根据接收信号对目标区域进行边缘检
测，提取相对于波束方向的预定条件满足规定条件的边缘部分通过边缘
检测而检测到的边缘部分中的与处理目标点有关的接收波束形成处理以
及在处理目标点是提取的边缘部分的情况下选择预定权重作为信号组合
权重的加权选择。
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